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© Reinigungsverfahren und Reinigungsvorrichtung fur Beschichtungspulver 

© Von den Oberfliohen einer Pulverspruhbeschichtungska- 
bine warden Beschichtungspulverpartlkel abgesaugt (8, 9, 
14). In der Luft auf derzu reinigenden Oberflache (1) warden 
mittels einer Hochspannungs-lonisiervorrichtung (20) lonen 
erzeugt, weiche von Pulverpartikein und der zu reinigenden 
Oberflache (1), wenn sie ein anderes elektrisches Ladungs- 
potentiai haben, elektrisch angezogen werden. Damit wer- 
den die Pulverpartikei elektrisch neutraiislert und die Anzie- 
hung zwi8chen den Pulverpartikein und der zu reinigenden 
Oberflache (1) wird eiiminiert Dadurch konnen mehr Pulver- 
partikei von einem Saugluftstrom (14) auf derzu reinigenden 
Oberf]§che (1) erfa&t und abgesaugt werden. 
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Beschreibung 

Beim Spruhbeschichten von Gegenstanden mit Be- 
schichtungspuiver in Beschichtungskabinen haftet Be- 
schichtungspuiver nicht nur an dem zu beschichtenden 5 
Gegenstand, sondern auch an den Oberflachen der Be- 
schichtungskabine. Zum Entfernen von Beschichtungs- 
pulver von Oberflachen der Beschichtungskabine wer- 
den beim Stand der Technik Saugdusen, Blasdusen, Bur- 
sten und Tucher verwendet, welche von Hand oder ma- 10 
schinell betatigt werden. Das Beschichtungspuiver be- 
steht in den meisten Fallen aus Kunststoff, kann jedoch 
aucb aus Keramik oder anderen Materialien bestehen. 
Die Kabinenwande bestehen meistens aus Metall oder 
Kunststoff oder aus kunststoffbeschichtetem MetalL 15 
Die Kabinendecke und der Kabinenboden konnen aus 
den gleichen Materialien bestehen. GemaB einer beson- 
deren Ausfuhrungsform besteht der Boden aus einem 
endlosen umlaufenden Filterband, welches auf dieses 
Filterband fallendes Beschichtungspuiver aus der Kabi- 20 
ne heraustransportiert, damit das Beschichtungspuiver 
auBerhalb von der Kabine vom Filterband abgesaugt 
und fur eine Wiederverwendung zuriickgewonnen wer- 
den kann. Von der Kabinendecke und den Kabinenwan- 
den mittels einer Reinigungsvorrichtung entferntes Be- 25 
schichtungspulver wird normalerweise nicht fur die 
Wiederverwendung zuriickgewonnen, sondern als Ab- 
fall behandelt Insbesondere beim elektrostatischen 
Spruhbeschichtungsverfahren, bei welchem ein elektri- 
sches Hochspannungsfeld zwischen einer Spruhvorrich- 30 
tung und dem zu beschichtenden Objekt erzeugt wird, 
entstehen an den Teilen der Kabine, den zu beschichten- 
den Gegenstanden und dem Beschichtungspuiver unter- 
schiedliche elektrische Ladungen. Diese unterschiedli- 
chen elektrischen Ladungen sind erwunscht zwischen 35 
den Pulverpartikeln und den zu beschichtenden Gegen- 
standen, damit die Pulverpartikel von den Gegenstan- 
den angezogen werden und darauf besser haften. Eine 
Haftung der Pulverpartikel an den Oberflachen der Be- 
schichtungskabine ist jedoch unerwunscht, weil sie das 40 
Entfernen von darauf haftenden Pulverpartikeln er- 
schweren. 

Durch die Erfmdung soil die Aufgabe gelost werden, 
die erwunschte elektrostatische Anziehung der Pulver- 
partikel von den zu beschichtenden Gegenstanden auf- 45 
recht zu erhalten, jedoch elektrische Anziehungskrafte 
zwischen Beschichtungsmaterial und Oberflachen der 
Beschichtungskabine zu verhindern oder zumindest so- 
weit zu reduzieren, daB sich das Beschichtungspuiver 
leichter von den Kabinenoberflachen entfernen laBt 50 

Diese Aufgabe wird gemaB der Erfmdung durch die 
unabhangigen Patentanspruche gelost 

Bevorzugte Ausftihrungsformen der Erfmdung sind in 
den Unteranspruchen enthalten. 

Die Erfindung betriff t die Verwendung der hier im 55 
folgenden beschriebenen Technik, welche zum elektri- 
schen Neutralisieren und zum Entstauben von Papier- 
bahnen und Kunststoffbahnen entwickelt wurde, welche 
mit hoher Geschwindigkeit durch ihre Herstellungsma- 
schinen und durch ihre Bearbeitungsmaschinen, bei- 60 
spielsweise Druckmaschinen, laufen, wobei sich hohe 
elektrostatische Ladungen aufbauen, die Staub und an- 
deren Schmutz anziehen und dadurch die Produktquaii- 
tat negativ beeintrachtigen. 

Mit der bekannten Technik werden die schnell laufen- 65 
den Materialbahnen ionisiert und abgesaugt wobei die 
Ionisier- und Absaugvorrichtung zur Entfernung von 
Staubpartikelh kleiner als 25 Mikron geeignet und orts- 
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fest angeordnet ist, so daB die Materialbahn an dieser 
Ionisier- und Absaugvorrichtung vorbeibewegt wird 
Die bekannte Ionisier- und Absaugvorrichtung besteht 
aus einer oder mehreren Absaughauben, die mit loni- 
sierstaben, Rohren fur Druckluft und bei Bedarf auch 
mit Bursten ausgestattet sind. Ferner ist ein hochfeiner 
Filter vorgesehen, welcher die abgesaugten Staubparti- 
kel aus dem Saugluftstrom absaugt Die bekannte Ioni- 
sier- und Absaugvorrichtung ist so angeordnet, daB die 
laufende Materialbahn zuerst an einer Burste und dann 
an einem Saugiuftstrom-Kanal vorbeilauft Die Ionisier- 
vorrichtung enthalt mindestens einen Ionisierungsstab, 
der eine Vielzahl von Metallspitzen als Hochspannungs- 
Ionisierelektroden aufweist, die an Hochspannung, bei- 
spielsweise 4000 Volt Wechselstrom, angeschlossen sind 
und dadurch in ihrer Nahe vorhandene Luft-Molekule 
in positive und negative Ionen aufspalten. Da sich unter- 
schiedliche oder gegenpolige elektrische oder elektro- 
magnetische Ladungen anziehen, wird jedes elektrisch 
andersartig aufgeladene Material, welches in den Wir- 
kungsbereich eines lonisierstabes gelangt, zwangslaufig 
elektrisch neutralisiert Das auf diese Weise neutralisier- 
te Material wird nicht mehr von anderen Materialien 
oder Maschinenteilen angezogen. Durch Elektrostatik 
erzeugte Anziehung von Staubpartikeln, die Gefahr ei- 
ner Explosion oder eines Brandes bei Verarbeitung von 
Losungsmittem, und elektrische Oberschiage werden 
auf diese Weise wirksam verhindert Die Ionisierstabe 
sind in zwei grundsatzlichen Ausfiihrungen bekannt, 
namlich einer ^eruhrungssicheren" und einer "nichtber- 
uhrungssicheren n Fonn. Bei der "beruhrungssicheren ,, 
Ausfuhrungsform sind die Metallspitzen oder Elektro- 
den mit einem Hochspannungskabel kapazidv gekop- 
pelt Dadurch kann kein schadlicher elektrischer Schlag 
entstehen, wenn eine Person versehentiich eine dieser 
Hochspannungselektroden beruhrt Ein weiterer Vor- 
teil dieser Ausfuhrungsform ist, daB die gewunschte Io- 
nisierungsfunktion auch dann noch erhalten bleibt, 
wenn etnige der Hochspannungselektroden beispiels- 
weise durch Schmutz kurzgeschlossen sind Bei der 
"nichtberuh^ungssicheren ,, Ausfuhrungsform sind die als 
Hochspannungselektroden dienenden Metallspitzen di- 
rekt mit dem Hochspannungskabel verbunden und da- 
her nicht beruhrungssicher. lonisierungsstabe dieser 
Ausfuhrungsform durfen deshalb nur an Steilen mon- 
tiert werden, bei denen man sicher sein kann, daB keine 
unbeabsichtigte Beruhrung durch eine Bedienungsper- 
son stattfindet 

Im Rahmen vorliegender Erfindung kann extern von 
der Ionisier- und Absaugvorrichtung eine Hochspan- 
nungs-Wechselspannungsquelle angeordnet werden, die 
tiber ein Hochspannungskabel an die Hochspannungs- 
Ionisierelektroden angeschlossen ist, oder die Ionisier- 
und Absaugvorrichtung kann einen Hochspannungs- 
Wechselspannungserzeuger enthalten, dessen Nieder- 
spannungs- Primarseite fiber ein Niederspannungskabel 
an eine externe Niederspannungsquelle angeschlossen 
ist und dessen Hochspannungsausgang an die Hoch- 
spannungs-Ionisierelektroden angeschlossen ist Die 
Hochspannung der Hochspannungs-Ionisierelektroden 
kann gleich oder wesentlich weniger oder wesendich 
mehr als 4000 Volt Wechselspannung betragea Als Ver- 
gleich wird auf die Hochspannungselektroden von 
Spruhbeschichtungspistolen verwiesen, welche zum 
elektrostatischen Aufladen des Beschichtungspulvers 
beim Verspriihen auf einen zu beschichtenden Gegen- 
stand dienen und an Hochspannungs-Gleichspannungen 
bis 140 kV angeschlossen wurden. 
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pulver von einer inneren Oberflache einer pSfr- fofi ?n TlJ aw if remigenden Oberflache 1 
Sprfihbeschichtungskabine, langs der Ebene I-I von k? Abstand der ubngen Teile der Reini- 

Die Reinigungs-Vorrichtung nach der Erfindune zum Sh S abk ? p w 21 „ und eine 716123111 aus dem 
Entfernen von Beschichtungsjulver von oSS2?I n^nt S f f e 22 als Hochspan- 

ner PulversprOhbeschichtungskabine fat fa S Zeich HT*'^ * M eine nicht dargesteilte 
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AusftthningsformderErfuKiungkaimdiezuS , n 3 0berfIach , e daB diese Ionen von Be- 
Oberflache ein Kabinenboden^ein D 1e I? 22 ^ttefr^^ der zu ^genden 
Oberflache kann ein Futer sein, der eine KabSand faVbe^Lktrith f "* anderes ^^ches Potential 
Oder emenKabinenbodenbildet Die PulverDartikelfe, ! ^ ^gezogen und dadurch elektrisch 
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se 6, in welchem eine SaugdQse 8 angeordnet ist deren JhJtoT ^- ^^omchtung 20 befinden 
Saug-Dusenoffnung 9 quer zur vlrrichtSS-Bewe ^Tlin^ "? d, *Vorrichtungs-Bewegung S rich- 
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von der Saug-Dfisen5ffnung 9 abgewSen Seke^uJ f^T^ 4 ^^f^^ 9 ^^G^^ 
mehreren Saugluft-AnschluSstutzCT 10 venehen! S DaS - D ™ ckl uftd0senrohr 26 und mindestens 
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von der zu reinigenden Oberflache 1 undfar^m aSST X e ^^ g «° St Wd vom Saugiuftstrom 14 in die 
zendenLufeaumPulverparti*^ 45 S^D^ffnunggmitgerissen werdea 

Saug-Dusenoffnung 9 in die Saugdfise 8 saui Der mil ori^\- k^k^u" 10 g 20 kann "berthrungssicher- 
abgesaugten Pulverpartikeln angerekherteWufT W.h^ be, ^^her- ausgebildet sein. Bei der 
trom 14 stromt durch den nicht dargestellten Filtef wd f .A^™**™ sind die MetaU- 

cher die Pulverpartikel aus dem Sauglufutrom 14 fflr e i S d J lomae ~ Ieklr oden22miteinemHochspan- 
D,e Saug-Duseneffnung 9 hat einen so Semen Que? ^ 2 iShSS . ^ • unden ^ Dies h « ^ Folge, 
schmtt, dafl die Luftmenge des Saugluftstromes 14 im ™JX„ fi 1 ^ Hochspannungsschlag 
wesentlichen von der Saug-Dfisendffnung 9 TestuiZ I ° Ioi ^ erel ^oden 22 und einer sie bemh- 

wird, jedoch nicht wesentlich groBer whS wenn SS £,1 % ° ^ a ^ treteD kMIL Bei der nnic ^ be- 
gegenfibereinerOfmunginderzureS a s^ 8 ^ 6 • ■ **®>™*^ sind die Metall- 

che 1 befmdet oder der Abstand 12sehr|roB wird S£ i om j lerel 5 ktr f d » 22 mit dem Hochspan- 

Gemae einer nicht dargestellten, aSSren Ausffih- S« ^ verbun den, so dafl die lonisierelek- 
rungsform der Reinigungsvorrichtung 3 ^Sn ein SaS ™ ^ 3 f t ,f m !!- Schut2 . gegen eine BerQhrung durch Per- 
luftanschluB fur die Sau|luftquelle am stimseitigen En H^hc^ SeSChlrmt ^f m mtoen - AnsteUe einer «»rnen 

dederSaugdQse8vorgefeheLein,aStaSsS^^^ «, sna^u^hfr^ W f Ch ^ Qberdasgenannte Hoch " 
anschlufistutzen 10 gegenfiber der Sauto^enfiffn.ml y^ 11 ^^! mit den lonisierelektroden 22 verbun- 

9. Damit auch bei dieser abgewSdek en A?sfuhruTs g tlt^^ kapa ? tiv oder ^ kann ei « Hoch- 

form fiber die gesamte LangedeSgfofeeno tof 9 SZST Reini g«ngsvorrichtung 3 un- 

em gleichmaBiger Sog oder Unterdruck von der &S- ^h^k V ° m 061,3,156 6 « etra 8 en we rden, des- 

luftqueile erzeugt wird, hat diese Sa^-DfisenoSiuS 9 « " n ^^"nfsausgang an die lonisierelektroden 
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und auf ihren beiden Seiten bis fiber ihre Drehachsen 18 
hinaus in Richtung zu der zu reinigenden Oberflache 1 
hin von Gehausewanden 34 und 36 umgeben, welche die 
Rader 16 nahezu aliseitig gegen herumf liegende Pulver- 
partikel abschirmen und fur jedes Rad 16 eine Radkam- 5 
mer 38 bilden, aus welcher der Saugluftstrom 14, wel- 
cher in die Saug-Dfisenoffnung 9 stromt, Pulver absaugt 
Bei der Schnittdarstellung in Fig. 1 ist eine innere Ge- 
hausewand 36 der Radkammern 38 nicht dargestellt, 
damit die anderen Teile deutlicher gezeigt werden kon- 10 
nen. 

Die Rader 16, die Ionisiervorrichtung 20 mit den Ioni- 
sierelektroden 22, die Saugdfise 8, das Druckluft-Dusen- 
rohr 26 und das Gehause 6 konnen relativ zueinander in 
der Hahe, seitiich und bezfiglich ihrer Winkelsteilung 15 
zueinander positionsveranderlich einstellbar sein. Da- 
mit ist auch der Abstand und die Winkelposition dieser 
Teile relativ zu der zu reinigenden Oberflache 1 einstell- 
bar. 

Die Reinigungsvorrichtung 3 kann von einer Trag- 20 
vorrichtung 40 getragen werden und fiber der zu reini- 
genden Oberflache 1 in Arbeitsposition gebracht weg- 
bewegt werden, beispielsweise mit Hilfe von einer oder 
mehreren expandierbaren Kolben-Zylindereinheiten42. 

Bei der dargestellten Ausfuhrungsform beruhren die 25 
Rader 16 die zu reinigenden Oberflache 1 und diese 
Rader bestimmen auch den Abstand der einzelnen Teile 
der Reinigungsvorrichtung 3 von der zu reinigenden 
Oberflache 1. GemaB einer nicht dargestellten abge- 
wandelten Ausfuhrungsform kann die Reinigungsvor- 30 
richtung 3 auch beruhrungslos ausgebiidet werden. 
Hierffir werden die Rader 16 weggelassen und die Rei- 
nigungsvorrichtung 3 wird nur von der Tragvorrichtung 
40 getragen, ohne daB die Reinigungsvorrichtung 3 die 
zu reinigende Oberflache 1 berfihrt 35 

Die Erfindung ist besonders fur Kabinen geeignet, in 
welchen elektrostatisch aufgeladenes Pulver auf die zu 
beschichtenden Gegenstande gespruht wird Das Pulver 
wird durch Elektroden einer Pulverspruhvorrichtung 
oder durch Reibung des Pulvers in der Pulverspruhvor- 40 
richtung elektrostatisch auf geladen. Die Elektroden sind 
in oder neben dem Weg des Pulvers angeordnet und an 
eine elektrische Hochspannung im Bereich von unge- 
fahr 1 bis 140 kV angeschlossen. Dabei wird ein elektri- 
sches Feld zwischen den Elektroden und dem zu be- 45 
schichtenden Gegenstand erzeugt, der an ein anderes 
Potential, nbrmalerweise an Erdpotential angeschlossen 
ist Das elektrische Feld wirkt auch auf die Kabinenwan- 
de. Wenn die Kabinenwande, insbesondere deren inne- 
ren Oberflachen, aus elektrisch nicht leitendem Material 50 
bestehen, zum Beispiel Kunststoff, dann kdnnen elektri- 
sche Ladungen von ihnen nicht abfliefien, die durch das 
elektrische Feld und/oder durch auftreffende Pulver- 
partikel entstanden sind Beim Reinigen der Kabinen- 
wande durch eine Reinigungsperson, zum Beispiel mit 55 
einem nassen Schwamm, werden solche elektrischen 
Ladungen uber die Reinigungsperson nach Erdpotential 
abgeleitet Die Erfindung vermeidet diese Nachteile, 
weil durch die Erfindung nicht nur die Pulverpartikel, 
sondern auch die Oberflachen der Kabine elektrisch eo 
neutralisiert oder entiaden werden. Probleme, die sich 
durch Pulver ergeben, welches an den Kabinenwanden 
haf tet, sind zum Beispiel in der EP-B-0 200 68 1 beschrie- 
ben. 

Patentanspryche 
1. Reinigungsverfahren zum Entfernen von Parti- 


keln von Oberflachen, enthaltend: elektrisches 
Neutralisieren von Partikeln auf der zu reinigenden 
Oberflache durch Erzeugen von lonen in der die 
Oberflache umgebenden Luft durch elektrische 
Hochspannung derart, daB die lonen von den Parti- 
keln und der Oberflache elektrisch angezogen wer- 
den, wenn diese Partikel und/oder diese Oberflache 
ein anderes elektrisches Potential als die lonen ha- 
ben, und Absaugen der Partikel von der Oberflache 
durch mindestens einen Saugluftstrom, dadurch 
gekennzeichnet, daB dieses Reinigungsverfahren 
zum Entfernen von Beschichtungspulver von Ober- 
flachen von Pulver-Spriihbeschichtungskabinen 
verwendetwird 

2. Reinigungsverfahren nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine Pulverabsaugvorrichtung 
(8) und eine Ionisiervorrichtung (20), welche Luft in 
positive und negative lonen aufspaltet, parallel zu 
der zu reinigenden Oberflache (1) bewegt werden, 
wahrend die zu reinigende Oberflache (1) unbe- 
weglich gehalten wird 

3. Reinigungsverfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB es ohne mechanische 
Beriihrung der zu reinigenden Oberflache (1) 
durchgefuhrtwird. 

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Absaugvorrichtung (8) und die 
Ionisiervorrichtung (20) wahrend der Relativbewe- 
gung zu der zu reinigenden Oberflache (1) auf die- 
ser zu reinigenden Oberflache (1) abgestfitzt (16) 
werden. 

5. Reinigungsverfahren nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Pulverpartikel mit mindestens einem auf die zu 
reinigende Oberflache (1) gerichteten Drucklufts- 
trom (30) in der Nahe des Saugluftstromes von der 
zu reinigenden Oberflache (1) weggeblasen und 
dann vom Saugluftstrom abgesaugt werden. 

6. Reinigungsverfahren nach einem der Anspriiche 
2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Absaug- 
vorrichtung (8) und die Ionisiervorrichtung (20) 
parallel zu der zu reinigenden Oberflache (1) derart 
bewegt werden, daB die Absaugvorrichtung (8) in 
Bewegungsrichtung vorderhalb vor der Ionisier- 
vorrichtung (20) angeordnet ist und auf die zu reini- 
gende Oberflache (1) wirkt 

7. Reinigungsverfahren nach Anspruch 5 und 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Druckluftstrom (30) 
in Bewegungsrichtung (4) vorderhalb von der 
Saugvorrichtung (8) auf die zu reinigende Oberfla- 
che (1) gerichtet wird 

8. Reinigungsvorrichtung fur Beschichtungspulver 
zum Entfernen von Beschichtungspulver von Ober- 
flachen einer Pulverspruhbeschichtun gskabine, mit 
einer parallel zu der zu reinigenden Oberflache (1) 
bewegbaren Reinigungseinheit (3), zur Durchfuh- 
rung des Verfahrens nach einem der Anspriiche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Reinigungs- 
einheit (3) eine Pulverabsaugvorrichtung (8) und 
eine Hochspannungs-Ionisiervorrichtung (20) auf- 
weist, von welchen die Pulverabsaugvorrichtung (8) 
einen Saugluftstrom (14) auf der zu reinigenden 
Oberflache (1) erzeugt, welcher Beschichtungspul- 
ver von dieser zu reinigenden Oberflache (1) ab- 
saugt, und von welchen die Hochspannungs-Ioni- 
siervorrichtung (20) mindestens eine Hochspan- 
nungs-Ionisierelektrode (22) aufweist, welche in der 
Luft auf der zu reinigenden Oberflache (1) lonen 
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erzeugt, die sich mit anders geladenen Beschich- 
tungspulverpartikeln und anders geladenen Mole- 
kuien der zu reinigenden Oberflache (1) verbinden 
und dadurch diese elektriscb neutraJisieren. 

9. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Reinigungseinheit 
(3) erne Druckluft-Blasvorrichtung (26, 28) aufweist, 
welche einen Druckluftstrom (30) gegen die zu rei- 
nigenden Oberflache (1) blaBt, derart, daB er an der 
zu reinigenden Oberflache (1) haftende Pulverpar- „ 
tikel wegreiBt, welche dann vom Saugiuftstrom (14) 
der Pulverabsaugvorrichtung (8) abgesaugt wer- 
den. 

10. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 8 oder 9 
dzdurch gekennzeichnet, daB die Reinigungseinheit , I5 
(3) Rader (16) hat, welche die zu reinigenden Ober- 
flache (1) kontaktieren und die abrigen Teile der 
Reinigungseinheit (3) auf einem vorbestimmten 
Abstand von der zu reinigenden Oberflache (1) hal- 

11. Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 10, da- 2 ° 
durch gekennzeichnet, daB jedes Rad (16) in einer 
Radkammer (38) untergebracht ist, und daB die 
Radkammern (38) derart ausgebildet sind, daB aus 

<t£«X n S£. von * i - 

Hierzu 1 Seite(n) Zeic hnungen 

30 


8 


35 


40 


45 


50 


55 


60 


65 


ZEICHNUNGEN SEJTE 1 


Nummer: 
IntCI. 6 : 

Offenlegungstag: 


DE 19520498 A1 
B06B 6/00 
5. Dezember 1996 



602 049/398 


